




















































专利名称(译) 显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US8154189 公开(公告)日 2012-04-10
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发明人 TANADA, YOSHIFUMI
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其他公开文献 US20110043098A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在具有使用EL元件等构成的像素的显示装置中，有效地抑制了来自监视
元件的泄漏光，该监视元件用于校正由于温度变化，劣化等引起的元件
性质的变化。显示装置具有这样的结构，其中在基板上形成绝缘层，并
且在绝缘层上形成多个发光元件，每个发光元件具有插入在第一电极和
第二电极之间的发光层。此外，多个发光元件中的至少一部分具有在绝
缘层中形成开口的结构，并且发光层形成在绝缘层的开口区域中。
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